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１．概要（Summary ）： 

水晶のドライエッチング加工が可能であるかの検

討を行った． 

 

 

 

 

２．実験（Experimental）： 

磁気中性線放電ドライエッチング装置（アルバック

社製 NLD-570）を使用し，水晶のエッチング加工を

試みた．実験においては，深さ 50μm 程度のエッチ

ングを目標に条件出しを行った．  

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

エッチングを行った結果，深さ 5 μm 程度の加工

には成功したが，長時間のエッチングを行う場合，熱

の影響により，マスク（エッチング時の型）であるフ

ォトレジストが変質するという問題が起きた．今回，

目標値の加工を行うことが困難であると判断し，実際

の使用までは至らなかった． 
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